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(54) In eine Vergussmasse eingebettetes Schaltelement und Verfahren zu seiner Herstellung

(57)  Ein Schaltelement zur wasserdichten Abdich-
tung wird in einer VerguBwanne (11) mit einer Verguf3-
masse entweder vollstdndig oder teilweise vergossen,
indem durch eine am tiefsten Punkt liegende Fll6ff-
nung (28) die VerguBmasse (37) unter Druck eingefihrt
wird und innerhalb des Elementes hochsteigt, wobei die
Luft durch eine MeB&ffnung (29) austritt, durch welche
mit Hilfe eines Laserstrahles (31) der Oberflachenspie- 20 \
gel der VerguBmasse ausgemessen und das Einfiillen S A r \ —— 21
der VerguBmasse gesteuert wird. Die VerguBéffnung ist '
mit einer durch den Druck der eingefiillien VerguB-
masse aufreiBbaren Bbdenhaut verschlossen, welche
sich wahrend des Einfiillens &ffnet und am Ende des
Fullvorganges selbsttatig verschlieft.
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein in eine VerguBmasse
zumindest teilweise eingebettetes Schaltelement mit
einer VerguBwanne sowie ein Verfahren zur wasser-
dichten Abdichtung des Schaltelementes, vorzugsweise
des AnschluBbereichs von elekirischen AnschluBleitun-
gen.

Das Abdichten von elekirischen Schaltelementen
durch VergieBen mit wasserdichten VerguBmassen ist
allgemein bekannt und findet vielseitig Verwendung.
Dabei werden nicht nur die gesamten Schaltkomponen-
ten in einem Gehause vergossen, sondern auch sehr
haufig nur die elektrischen AnschluBleitungen im
Bereich der AnschluBstifte. Zu diesem Zweck ist im
Bereich der AnschluBstifte eine VerguBwanne vorgese-
hen, die entweder einstlickig oder aufsetzbar ist und in
herkémmlicher Weise von oben mit der VerguBmasse
gefiillt wird, indem eine Dosiereinheit diese einfllt.
Wahrend des Fullvorgangs wird die Dosiernadel derart
gefihrt, daB der Fullvorgang vom Wannenboden aus
méglichst gleichmaBig in Richtung Wannenrand erfolgt.
Dazu werden sowohl Einkomponenten- als auch Zwei-
komponentenmaterialien, vorzugsweise in Form von
dunnflissigen Kunstharzen, verwendet, die nach dem
Einflllen ausharten bzw. unter WarmeeinfluB ausge-
hartet werden.

Dieses bekannte VergieBen mit nach oben offener
oder teilweise offener Wanne ist mit wesentlichen Nach-
teilen verbunden. Beim Handbetrieb ist das Arbeitser-
gebnis stark von dem Geschick der Person abhangig,
die die Dosiernadel fiihrt. Jedoch treten die Nachteile
nicht nur bei dem Handbetrieb, sondern auch bei
mechanische geflhrten Dosiereinheiten auf, da zum
Beispiel ein gleichmaBiges Verfillen von unten nach
oben von Leitungsanschlissen oder Leitungen behin-
dert wird. Durch das Fllen der nach oben offenen Ver-
guBwanne ergeben sich selbst bei einem sorgfaltig
ausgefihrten Fillvorgang Verwirbelungen, die zu Hohl-
rdumen fuhren kénnen und ferner entstehen Luftblasen,
so daB in der ausgeharteten VerguBmasse Lunker und
Blasen zu Undichtigkeiten flhren kénnen. Auch erge-
ben sich immer wieder Schwierigkeiten bei der genauen
Dosierung der Flllmenge, so daB durch das ungleich-
maéBige Einflillen Uberstiande sowohl an der Wanne als
auch an AnschluBleitungen entstehen kénnen, die eine
teuere Nacharbeit auslésen, da diese Ubersténde ent-
fernt bzw. abgeschabt werden muissen. Das hat zur
Folge, daB der optische Eindruck des vergossenen Ele-
mentes nicht optimal ist und andererseits erhebliche
Zusatzkosten enstehen kénnen. Ein weiterer Nachteil
besteht auch darin, daB sich die Taktzeit fur das Vergie-
Ben nicht optimal einstellen 1aBt.

Fuar das VergieBen von Mikroschaltern ist die in Fig.
1 dargestellte einfache Vorrichtung tblich, in der meh-
rere Schalter 10 mit aufgesetzter oder angeformter Ver-
guBwanne 11 in einer Halterung 12 nebeneinander
angeordnet werden. Dabei ist ein Kabelbaum 15 bereits
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an AnschluBstiften 16 angelétet, so daB mit einer
Dosiereinheit 17 die Dosiernadel 18 von VerguBwanne
zu VerguBwanne gefuhrt wird, um die Wannen von
unten nach oben mit der VerguBmasse aufzufillen.

Bei den herkdmmlichen Methoden des VergieBens
ist wegen der vorstehend aufgefihrten Nachteile ein
Teilautomatisierung oder Vollautomatisierung nicht
méglich.

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde,
MaBnahmen zu schaffen, mit denen Schaltelemente
entweder teilweise oder ganz in einem Gehause bzw.
einer VerguBwanne vergossen werden kénnen, wobei
die Gehauseteile derart gestaltet werden sollen, daB
ein vollautomatisiertes VergieBen méglich ist und Luft-
einschlisse bzw. Luftblasen weitgehend vermieden
werden.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemal dadurch
geldst, daB bei einem in einer VerguBmasse zumindest
teilweise eingebetteten Schaltelement die VerguB-
wanne mit einer Flllbohrung versehen ist, welche im
tiefsten Punkt der VerguBwanne angebracht ist, daB3 die
Fullbohrung mit einer durch die einzudosierende Ver-
guBmasse aufsprengbaren Bodenhaut versehen ist,
und daB die VerguBwanne an einer der Fullbohrung
abgewandten Seite eine MeB6ffnung hat.

Dabei kann die VerguBwanne das Schaltelement
einstlickig umgeben oder auf das Schaltelement in
Form einer Kappe aufsetzbar sein, an welcher die Full-
bohrung und die dieser gegeniberliegenden MeR6fi-
nung sowie Kabelbauméffnung angebracht sind.

Das Schaltelement besteht vorzugsweise aus
einem Schalter, bei dem AnschluBstifte in die VerguB-
wanne ragen und bei dem auch die die AnschluBstifte
aufnehmenden Bohrungen ebenfalls mit bei der Stift-
montage sprengbaren Bodenh&uten versehen sind.

Die Fullbohrung wird in vorteilhafter Weise mit
einem kegelférmig zur Bodenmitte verlaufenden Sack-
loch ausgefihrt, wobei die Bodenmitte als dinnwan-
dige Bodenhaut ausgebildet ist.

Bei einer derartigen Ausgestaltung der VergufB-
wanne bzw. der VerguBkappe ergibt sich der Vorteil,
dafB die an die Fullbohrung dicht abschlieBend ange-
setzte Dosiernadel das Volumen der VerguBwanne
bzw. VerguBkappe vom tiefsten Punkt aus auffillt und
von unten her bis zur MeB6ffnung gleichférmig verfullt.
Vorzugsweise wird dabei daflir Sorge getragen, dafB der
Kabelbaum bzw. die AnschluBdrahte innerhalb des zu
vergieBenden Hohlraumes méglichst vertikal verlaufen,
so daB sich die VerguBmasse beim Aufsteigen gleich-
maBig verteilt und auch dadurch einer Blasenbildung
entgegengewirkt wird.

Damit die Dosiernadel an die Fillbohrung dicht-
schlieBend angesetzt werden kann, ist der Durchmes-
ser der Fullbohrung kleiner als der AuBendurchmesser
der Dosiernadel, welche vorzugsweise mit einer Kegel-
flache in die Fullbohrung eingreift.

Das erfindungsgeméaBe Verfahren zur wasserdich-
ten Aodichtung von Schaltelementen bzw. zur Abdich-
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tung des AnschluBbereichs von elekirischen
Schaltelementen, insbesondere von Mikroschaltern,
durch VergieBen einer am Sockelbereich vorgesehe-
nen, die Anschliisse umgebenden VerguBwanne, bei
welchem die VerguBmasse, vorzugsweise ein Ein- oder
Zweikomponentenkunstharz, mit einer Dosiernadel in
die VerguBwanne gefllt wird, sieht vor, daB das Schalt-
element in eine Halterung derart eingesetzt wird, daB
eine an der Wandung der VerguBwanne angebrachte
und mit einer Bodenhaut verschlossene Fullbohrung
am tiefsten Bereich des VerguBvolumens angeordnet
ist und dafB die Dosiernadel an die Fullbohrung ange-
setzt und die VerguBmasse unter Druck in die VerguB-
wanne geprefBt wird, wobei die Bodenhaut gesprengt
wird.

Eine weitere Ausgestaltung des Verfahrens sieht
vor, daf die VerguBwanne bis auf eine MeB&ffnung von
Teilen der Halterung bzw. durch eine kappenartige Aus-
bildung verschlossen wird.

Ferner ist vorgesehen, daB die Héhe des Spiegels
der in der VerguBwanne aufsteigenden VerguBmasse
mit einem Laserstrahl durch die MeBéffnung abgetastet
und damit der Fillstand kontrolliert und der Fillvorgang
gesteuert wird.

Die Vorteile und Merkmale der Erfindung ergeben
sich auch aus der nachfolgenden Beschreibung eines
Ausfihrungsbeispieles in Verbindung mit den Anspri-
chen und der Zeichnung. Es zeigen
Fig. 1 eine Fllvorrichtung nach dem
Stand der Technik;
eine Fullvorrichtung zur Durchfih-
rung des erfindungsgemafBen Ver-
fahrens bei der Anwendung fir
einen Mikroschalter;
schematische Darstellungen drei
aufeinanderfolgender Phasen des
Fuallvorganges.

Fig. 2

Fig. 3,3 und 5

In Fig. 2 ist in schematischer Darstellung ein Teil
einer Vorrichtung zum automatischen VergieBen des
AnschluBbereichs eines Mikroschalters dargestelit.
Diese Vorrichtung umfaBt eine Halterung 20 von vor-
zugsweise L-férmiger Form, welche an der senkrechten
Wandung eine Dichtiplatte 21 tragt, gegen welche die
offene Seite der VerguBwanne 11 eines Mikroschalters
10 mit Hilfe eines AnpreBstempels 22 gedriickt wird. Bei
der dargestellten Ausfihrungsform ist die VerguBwanne
11 einstlickig mit dem Bodenteil des Schaltergehauses
ausgefihrt. In die VerguBwanne ragen AnschluBstiffe
25, an welche ein Kabelbaum 26 angelétet ist. Dabei
wird der Kabelbaum vorzugsweise derart geflhrt, daB
er innerhalb der in der Halterung 20 fixierten VerguB-
wanne 11 vertikal verlduft und am oberen Ende aus der
GuBwanne herausragt.

Die VerguBwanne hat in der Wandung am unteren
Ende eine Fullbohrung 28, die etwa an der tiefsten
Stelle des VerguBvolumens angebracht ist und ist in der
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oben liegenden Wandung mit einer MeB&ffnung 29 ver-
sehen, auf welche ein in der Vorrichtung vorgesehener
Laser 30 derart ausgerichtet ist, daB sein Laserstrahl 31
durch die MeBo&ffnung 29 in das Innere der VerguB-
wanne eindringen kann. Die Ausrichtung des Laser-
strahls ist derart, daB er etwa senkrecht zum
aufsteigenden Niveau der VerguBmasse wie nachfol-
gend erlautert verlauft.

Die Vorrichtung ist ferner mit einer Dosiereinheit
versehen, die nicht dargestellt ist und deren Dosierna-
del auf die Fillbohrung 28 aufgesetzt werden kann.

Aus Fig. 3 geht eine Ansicht auf die offene Seite der
VerguBwanne im Teilschnitt durch die Fullbohrung 28
hervor. Diese Fullbohrung ist als Sackloch ausgefiihrt
mit einem kegelférmig verlaufenden Bohrungsgrund,
wobei dieser Bohrungsgrund im Bereich des Zentrums
sehr dinn ist und eine Bodenhaut 27 bildet, die die Full-
bohrung 28 verschlossen hélt. Ferner ist aus der Dar-
stellung entnehmbar, daB die mit den AnschluBstiften
25 verléteten Litzen des Kabelbaumes 26 nach oben
auf der VerguBwanne 11 herausragen. Die MeB6éffnung,
welche aus der Darstellung nicht hervorgeht, befindet
sich vor dem Kabelbaum 26.

Zum VergieBen wird die Dosiernadel 35 mit einer
kegelig verlaufenden Spitze gegen eine Abdichtkante
36 der Fullbohrung 28 gepreBt und, wie aus Fig. 4 her-
vorgeht, die VerguBmasse 37 in die VerguBwanne 11
gedrickt. Dabei zerreifit die Bodenhaut 27, so daf3 die
VerguBmasse von unten in den Hohlraum der VerguB-
wanne 11 langsam gepreBt werden kann und unter Ver-
drangung der Luft durch die nicht dargestellte
MeBoffnung von unten her an dem Kabelbaum nach
oben aufsteigt, wodurch die verdrangte Luft nach oben
leicht entweichen kann und die VerguBwanne 11 ohne
Lufteinschliisse oder Luftblasen innerhalb der VerguB-
masse verfillt werden kann. Die lufteinschluBfreie Ver-
fallung ist aufgrund der Tatsache gewahrleistet, daB
eine dunnflissige VerguBmasse Uber die Dosiernadel
zugefihrt wird.

Der durch die MeBéffnung 29 gemaB Fig. 2 in die
VerguBwanne eindringende Laserstrahl 31 tastet wah-
rend des VergieBens kontinuierlich den Flissigkeits-
stand ab, indem der Abstand zur Oberflache der
VerguBmasse kontinuierlich ausgemessen wird. Mit
Hilfe dieser MeBergebnisse wird der Fllvorgang
gesteuert und abgebrochen, sobald das flissigkeitsni-
veau die am hdchsten Punkt liegende MeBéffnung
erreicht bzw. ausfllt. Dieses Niveau liegt in der Regel
im Bereich der Hbhe des Austritts des Kabelbaumes 26
aus der VerguBwanne 11.

Nach dem Erreichen des vorgegebenen Pegels in
Hohe des Kabelbaumaustritts schaltet die Dosiereinheit
die Férderung der flissigen VerguBmasse 37 ab, so
daf sich aufgrund der Druckentlastung und des stati-
schen Drucks der noch flissigen VerguBmasse in der
VerguBwanne die Bodenhaut schlieBt, so daB aus der
Fullbohrung 28 keine VerguBmasse austreten kann.
Dieses SchlieBen der Fullbohrung wird durch die kegel-
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férmige Ausbildung des Bohrgrundes begunstigt, da
sich beim Einpressen der VerguBmasse in der aufge-
sprengten Bodenhaut durch die Materialelastizitat eine
Rackstellkraft ergibt.

Durch die MaBnahmen der Erindung kann eine
teilautomatische oder vollautomatische Verflllung von
Schaltelementen bzw. von Bereichen derartiger Schalt-
elemente erfolgen, wobei die Verflllung aufgrund der
Abtastung des Flussigkeitsspiegels mit Hilfe des Laser-
strahls sehr exakt und genau gesteuert werden kann.
Dadurch lassen sich kiirzere Taktzeiten einstellen und
eine gleichméaBige Einbringung der VerguBmasse in die
VerguBwanne sicherstellen, ohne daB Uberstande ent-
stehen, die durch teuere Nacharbeit abgeschabt bzw.
entfernt werden missen. AuBerdem ist eine Verfillung
ohne durch Verwirbelungen entstehende Blasenbildung
bzw. durch entstehende Lunker gewéhrleistet.

Patentanspriiche

1. In eine VerguBmasse zumindest teilweise einge-
bettetes Schaltelement in einer VerguBwanne,
dadurch gekennzeichnet,

dafB die VerguBwanne (11) mit einer Fullboh-
rung (28) versehen ist,

daB die Fullbohrung (28) mit einer durch eine
einzudosierende VerguBmasse (37) auf-
sprengbaren Bodenhaut (27) versehen ist und
daB die VerguBwanne (11) an einer der Fll-
bohrung (28) abgewandten Seite eine MeBoff-
nung (29) hat.

2. Schaltelemente nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,

daB die VerguBwanne (11) mit dem Schaltele-
ment (10) einstlckig ausgebildet ist.

3. Schaltelement nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,

daB die VerguBwanne (11) eine auf das Schalt-
element (10) aufsetzbare Kappe hat, an wel-
cher die Fllbohrung (28) und die dieser
gegenulberliegenden MeBdéffnung (27) sowie
Kabelbauméffnung angebracht sind.

4. Schaltelement nach einem der Ansprtiche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,

daB das Schaltelement (10) ein Schalter ist, bei
dem AnschluBstifte (16) in die VerguBwanne
(11) ragen, und

daB die die AnschluBstifte aufnehmenden Boh-
rungen im Gehéduse ebenfalls mit bei der Stift-
montage aufsprengbaren Bodenhauten
versehen sind.
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5. Schaltelemente nach einem oder mehreren der
Anspriiche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,

daB die Fullbohrung (28) als Sackbohrung
kegelférmig zur Bodenmitte verlauft, welche
die Bodenhaut (27) bildet.

6. Schaltelemente nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,

daB der Durchmesser der Fullbohrung (28)
kleiner als der AuBendurchmesser der Dosier-
nadel (35) ist.

7. Schaltelement nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,

daB die Dosiernadel (35) mit einer Kegelspitze
in die Fullbohrung (28) abdichtend eingreift.

8. Verfahren zur wasserdichten Aodichtung von
Schaltelementen bzw. des AnschluBbereiches von
elektrischen Schaltelementen, insbesondere von
Mikroschaltern, durch VergieBen einer am Sockel-
bereich vorgesehenen, die Anschlisse aufneh-
menden VerguBwanne, bei welchem die
VerguBmasse (vorzugsweise ein Ein- oder Zwei-
komponentenkunstharz) mit einer Dosiernadel in
die VerguBwanne gefllt wird,
dadurch gekennzeichnet,

dafB das Schaltelement in eine Halterung (20)
derart eingesetzt wird, daB eine an der Wan-
dung der VerguBmasse (11) angebrachte und
mit einer Bodenhaut (27) versehene Fillboh-
rung (28) am tiefsten Bereich des VerguBvolu-
mens angeordnet ist und daB die Dosiernadel
(35) an die Fullbohrung (28) angesetzt und die
VerguBmasse (37) durch Druck in die VerguB-
wanne (11) gepref3t wird, wobei die Bodenhaut
(27) gesprengt wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,

daB die VerguBwanne (11) bis auf eine MeB6ff-
nung (29) von Teilen der Halterung bzw. durch
eine kappenartige Ausbildung der VerguB-
wanne verschlossen wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet,

daB die Hohe des Spiegels der in der VerguB-
wanne aufsteigenden VerguBmasse (37) mit
einem Laserstrahl (31) durch die MeBéffnung
(29) abgetastet und der Fullstand kontrolliert
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sowie der Fullvorgang gesteuert wird.
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